	


 마이크로파 고압분해시스템 장비 사양서
	A. 요약

	1. 본 장비는 ICP 및 ICP-MS 등의 기기를 이용하여 화장품, 식품, 의약품 및 토양시료 중의 극미량 원소를 분석하기 위한 전처리장비 이다.

2. 마이크로파를 이용하여 시료의 취량을 최대 5g까지 전처리 가능하고 최대압력 199bar, 최대온도 300℃까지 사용이 가능한 효율적인 시료전처리 장비이다. .
3. 분석과정은 공인된 정확한 절차에 따른다.(AOAC,EPA,DIN,ISO etc.)

	B. 장비의 형태

	1. 식품의 보존료, 첨가물 분석에 적합하여야 한다.

2. 국제적인 규격, 안전, 전력 등의 조건을 만족하여야 한다 

	C. 구성(Configuration)

	1. Distillation unit

	D. 사양( Specifications)

	세부 구성
	필요 대수
	상세 규격

	1. High pressure microwave sample preparation system(주장비)
	1 set
	

	1) 하드웨어
      a) 1500와트의 마이크로파가 방출되어 챔버에 직접 전달되어져야 한다.      

       b) 챔버 덮개는 컨트롤러에 의해 열고 닫을 수 있으며 센서는 챔버 안으로 들어가고 나오도록 올바른 위치에 놓아야 한다.

       c) 챔버는 스테인레스-스틸로 된 두 개의 자물쇠를 이용하여 안전하게 닫아야 하고 고압 및 고온 사용 시 완벽한 안전을 위해 고정핀으로 고정되어져야 한다.

       d) 이 장비는 운전 중이거나  또는 소프트웨어 상에 미리 설정된 온도/압력 보다 높을 경우에는 임의적으로 reactor를 열 수 없도록 하는  안전장치인 Safety Pin 이 장착되어 있음

       e) 챔버는 사용자가 스테인레스-스틸 자물쇠를 이용하여 완벽하게 닫아야 한다.

       f) 두꺼운 아크릴 실드가 최대한 사용자의 안전을 위해 자동으로 올라가고 닫아져야 한다. 

       g) 수냉식 냉각장치를 이용해 물로 챔버를 식혀주어 프로그램 작동 중에 과열되는 것을 막아주고 빠르게 냉각 시킨다

       h) 챔버가 열리는 동안 두 개의 완벽한 배기장치가 산성 가스를 배출시켜야 한다.

       i) 챔버안에 오직 비활성기체인 질소 혹은 아르곤 가스를 이용하여 일정한 압력을 유지시켜야 한다. 

       j) 충전된 내부의 가스는 시료들 간에 오염을 방지하는 커버와 같은 역할을 해야 한다. 

       k) 199bar 이상의 과압이 발생할 경우 장비내부에 있는 안전배출장치에 의해 안전하게 배출되어야 한다.

       l) 장비 앞면에 위치한 압력계에 의해 챔버 안에 압력을 항상 볼 수 있어야 한다. 

       m) 장비 사용 중 고장이 날 경우에는 안전밸브에 의해 수동으로 압력을 제거할 수 있어야 한다. 

       n) 챔버는 압력이 모두 방출되어야만 열 수 있다.
       o) 시료를 전처리하는데 냉각시간을 포함하여 60분 이내에 처리할 수 있어야 한다.
       p) 이 장비는 반응기의 과열을 방지하기 위하여 냉각장치를 조절하는 T2 센서가 장착되어 있다
       q) 이 장비는 전처리후에 자동적으로 압력을 방출할 수 있어야 하며 사용자가 압력 방출 속도 및 온도를 조절할 수 있어야 한다.
       r) 이 장비는 서로 다른 산과 시료를 동시에 전 처리할 수 있어야 한다.
       s) 질소가스 필터가 포함된 안전한 완충 봄베가 있어야 한다.
       t) 이 장비는 반응기의 초과압력을 방지하기 위해 압력을 자동으로 배출할 수 있도록 미리 지정된 터짐판(burst disk)이 장착 되어 있다.
       u) 이 장비는 모든 종류의 시료를 분해 할 수 있도록 염산, 왕수, 불산 등 어떤 산도 사용할 수 있어야 한다. 
       v) 국제 공인 인증서상에 시험압력(Tested Pressure)이 334bar 이상이어야 함.
     2) 온도 및 압력제어
       a) 온도센서는 모든 용기와 챔버 안의 온도를 모니터링하고 제어할 수 있어야 한다. 
       b) 300도 온도에서 사용할 수 있다.
       c) 압력센서는 모든 용기와 챔버 안의 압력을 모니터링하고 제어할 수 있어야 한다. 
       d) 199bar까지 사용할 수 있다.
       e) 모든 온도 센서는 장비에 설치되어 있으며 매번 장착할 필요가 없다.
       f) 챔버의 외부온도를 제어하여 챔버가 과열되는 것을 막아주어야 한다.
       g) 마크네트론과 마이크로웨이브 안테나의 온도가 컨트롤러에 표시되어 져야 한다. 

	2. 작동장치 및 프로그램
	1 set
	

	1) 65000 칼라로 된 고화질 6.5" 터치스크린 컨트롤러.
      2) 프로그램을 USB 혹은 플레쉬 카드를 이용하여 PC에 저장할 수 있다.

      3) 사용자가 소프트웨어를 이용하여 간편하게 온도 프로그램을 작성할 수 있고 파워는 PID에 의해 자동적으로 제어해 줄 수 있다.

      4) 이 소프트웨어는 사용자가 하나의 용기에 사용한 프로그램을 여러 개의 용기와 다른 시료 무게에도 같은 프로그램을 사용할 수 있다. 

      5) 이 소프트웨어는 사용자가 장비를 작동하는 동안에도 프로그램을 변경할 수 있으며 변경된 프로그램을 계속 이용할 수 있다. 

      6) 사용자는 전용 컨트롤러를 통해 온라인상에서 온도, 압력, 시간, 파워 등의 모든 파라미터를 변경할 수 있다.

	E. Accessories

	칠러
	1ea
	냉각시스템

	베슬 렉(rack 5)
	1ea
	5g 이상 분해용

	베슬 렉(rack 18)
	4ea
	0.5g 분해용

	일회용 베슬(rack 5)
	100ea
	5g 이상 분해용

	일회용 베슬(rack 18)
	100ea
	0.5g 분해용

	테플론 베슬(rack 5)
	5ea
	5g 이상 분해용

	테플론 베슬(rack 18)
	18ea
	0.5g 분해용

	테플론 캡(rack 5)
	10 ea
	

	테플론 캡(rack 18)
	36 ea
	

	기타기본 accessories
	
	

	F. 기타

	1. 보증기간 : 설치 후 2년
2. 매뉴얼: 작동 매뉴얼 1부, 정비 매뉴얼 1부
3. 교정/검증/확인을 본소 규정에 따라 장비 설치 후 7일 이내 수행
4. 검교정 성적서 필히 첨부
5. 장비 고장 시 24시간 이내 수리
6. 장비 설치 후 2명 이상에 대해 측정 장비 교육실시(국내)


